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i Verf ahren zur Herstellung hrtzebestandiger und chemikalienresistenter feinstporiger Mikrosiebe (Lichgrdften d 
> 10 nano-m) aus der Polyimid-Folie »Kapton« (Handelsname von Du Pont) 

Durch Schwertonenbeschufc einer hitze- und chemika- 
Iienbest5ndigen Ptastikfolie aus Polyimid (Handelsname 
»Kaptona und Du Pont) mit anschlieBender Atzung warden 
Mikrosiebe hergestellt. Diese Mikrosiebe sind typische 
Kemspurfilter mit wohldefinierten Lochem. Die LochgroSe 
kann beliebig zwischen 10 nano-m und 50 fim gewahlt wer- 
den, die Lochgrd&e hangt von den Atzbedingungen, insbe- 
sondere dem Atzmedium, sowie der Atztemperatur ab. Die- 
se Kemspurfilter aus Polyimid sollen im Umweltschutzunter 
extremen Bedingungen sehr nutzlich sein, ebenso aberauch 
zur Feinstreinigung sowohl von Gasen, als auch von Flussig- 
keiten. 
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Beschreibung 



Di Erfindung betrifft ein Verfahren zur HersteUung 
eines foli nformigen Mikrosiebes aus Polyimid (Han- 
delsname-^ton'vonDuPontXdaseineVielzaMvon 5 

Lochern aufweist, deren Radien im Berelch zwischen 10 
nano-m und 50 mikro-m jeweils annahernd gleichgroB 
and, wobei zur Erzeugung der LGcher die Polyimidfolie 
zunachst mit Strahlungspartikeln beschossen und an- 
schfieBend einem Atzmedium ausgesetzt wird. 10 

Ein solches Verfahren ist als ^artde-Track-Etching- 
Verfahren" beispielsweise aus "Science, Vol 178 (1982), 
Seiten 255 bis 263° bekannt Bei diesem bekannten Ver- 
fahren werden als Strahlungspartikel Spaltprodukte 

eingesetzt _ , . 15 

Mit Spaltprodukten lassen sich jedoch nur Folien bis 
max. 10 um Dicke perforieren. Dieses Verfahren wurde 
bisher fur die HersteUung von nicht Mtzebestandigen 
sowie nicht chemikalienresistenten Kunststoffmembra- 
nen (Mikrosiebe) angewendet. Solche aus nicht sehr sta- 20 
bflen Kunststoffolien hergesteUten Mikrosiebe sind 
kommerzieU erbSltlich. Ihre Locher haben einen defi- 
nierten Radius zwischen 0.1 und 7 um und sind duren 
BeschuB mit Spaltprodukten einer MassenzaM 25:30 u 
ru" ist die atomare Masseneinheit) und anschheBende 25 
Atzung mit einer Lauge eingebracht worden. 

Diese bekannten, aus Kunststoffen bestehenden Mi- 
krosiebe weisen jedoch nur eine auBerst begrenzte Be- 
standigkeit gegeniiber Sauren, Laugen und hohen Tem- 
peraturen auL . . . « . 30 

Es ist daher wunschenswert, mechamsch stabile una 
gegen Saure-, Laugen- und Temperatureinwirkung resi- 
stente Mikrosiebe zur Verfugung zu haben. 

Es wurde auch bereits vorgeschlagen, Membranen 
(Mikrosiebe) aus einem nicht Ieitendem Materia^ zJ3. 35 
einem Dielektrikum, herzusteUen, indem zunachst durch 
Laser- bzw. Elektronen- oder Ionenstrahlen m die Fo- 
lien Locher in einheitlichen Abstanden gebohrt werden 
und danach diese Locher durch Beschichtung auf die 
gewunschte PorengrCBe verkleinert werden (DE-OS 40 

26 58 405). , 

Demgegenfiber besteht die Aufgabe der vorhegen- 
den Erfindung darin, das eingangs benannte ^article- 
Track-Etching-Verfahren D so zu verbessern, daB aucn 
mit diesem relativ einfachen Verfahren Mikrosiebe mit 45 
den gewunschten thermischen und chemischen Eigen- 
schaften herstellbar sind. 

Sodann wurde vorgeschlagen, FoHen aus anorgam- 
schem Material, insbesondere Glimmer, zu verwenden. 
Diese Aufgabe wird durch die folgenden Merkmale des 50 
alten Patentanspruchs (DE 27 08 641) gelost: (25tat) 
"Durch Verwendung von Schwerionen, wie sie im Kenn- 
zeichen definiert sind, ansteUe von Spaltprodulrten, ist 
das ^articIe-Track-Etching-Verf ahren" auch auf Ghm- 
merfoUen bis zu 100 u, anwendbar. Die Ionen der error- 55 
deriichen Masse und Energie werden in Schwenonen- 
beschleunigern erzeugt ' 

Ein geeignetes Atzmedium fur Ghmmerfohen 1st 
FluBsaure. - , 

Die Gr6Be der Locher hangt im wesenthchen von der eo 
Wahl des Atzmediums und von der Dauer der Exposi- 
tion ab- , 

Die hergesteUten Mikrosiebe aus Glimmer werden 
auch von aggressrven Atzmedien nicht angegriffen und 
konnen vor allem auch erhohten Temperaturen bis un- 65 
gefahr 700° C ohne Formveranderung oder RiBbfldung 
standhalten". 
(Zitatende) 



Die bisher hergesteUten foheiifonnigen ^krra^e 
aus Glimmer haben jedoch einen entscheidenden Nach- 
tefl: Sie sind mechanisch nicht stabu, sonoWeicht ^zer- 
brecMch. Sie konnten sich bisher in der Technik nur m 
sehr begrenztem Umfang durchsetzen. 

Deshalb wird in diesem Patent als Ausgangsmaterial 
die hitzebestandige und chemikahenresistente Kunst- 

rt °^^S^en5^bisl(H)0 r kann 
je nach Anwendungsart eine hinreichende raechamsche 
Stabilitat erreicht werden. . 

Durch die Verwendung von Schwenonen, wie sie im 
Kennzeichen definiert sind, anstelle von Spaltproduk- 
ten, ist das "Particle-Track-Etching-Verfahren" auch auf 
^yimid-KunststoffoUen bis zu 1000 um anwendbar. 
Die Ionen der erforderiichen Masse und Energie wer- 
den in Schwerionenbeschleunigern erzeugt 

Ein geeignetes Atzmedium ist NaOd-LSsung (zwi- 
schen 1-50%, optimal sind 10% d), ein Oxidatoonsniit- 
teL Die Temperatur soUte fiber 50°C liegen, um di 
Atzdauer nicht zu sehr auszudehnen. 

Die Gr6Be der Locher hangt im wesenthchen von der 
Wahl des Atzmediums und von der Dauer des chemi- 
schen Atzvorganges ab. Die erfindungsgem&B herge- 
steUten Mikrosiebe aus Polyimid werden auch von vie- 
len aggresshren Atzmedien nicht angegriffen und kan- 
nen vor allem bei erhohten Temperaturen bis ungefahr 
300° C ohne Zersetzungserscheinungen eingesetzt wer- 

de Eine weitere Besonderheit dieser Erfindung ist die 
kontrolherte HersteUung extrem kleiner Locher im 
Polyimid. Durch geeignetes kurzes Atzen lassen sich 
konusformige L6cher hersteuen, die an ihrer dunnsten 
SteUe einen Durchmesser von d >10 nano-m besitzen 
konnen. Ein Beispiel ist in der beiliegenden rasterelek- 
tronemTukroskopischenAumahmegegeben. 



Patentanspruch 

Verfahren zur HersteUung eines fohenfonnigen 
Rfikrosiebes aus einer unter dem Namen KAPTON 
(Handelsname der Fa. Du Pont) erbalthchen Poly- 
umd-FoUe, das eine Vielzahl von LSchern aufweist 
deren Radien im Bereich zwischen 10 nano-m und 
50 mikro-m jeweils annahernd gleich groB smd, wo- 
bei zur Erzeugung der Locher die Polyraudfohe 
zunachst mit Strahlungspartikeln beschossen und 
anschlieBend mit einem Atzmedium behandelt 
wird, dadurch gekeraizeichnet, daB als Strahlungs- 
partikel Ionen mit einem Atomgewicht von minde- 
stens 10 u ("V ist die atomare Massenemh it) und 
einer Energie zwischen 2 und 100 MeV/u einge- 
setzt werden. 
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